
※１ SL436SD-MXの場合 個体YAGレーザモデルも準備
※２ SL436SD-MXの場合

機能を限定し、操作性/利便性の向上に特化した



SL436SD
ワーク
ステーション部

AC200V±10%、単相20A（50/60Hz）、エアー0.5Pa 300L/min

60（X） × 50（Y）mmまたは、70（X） × 60（Y）mm

温度 23±5℃、湿度 RH=70%以下（結露無きこと）、振動：衝撃的振動のないこと
レーザ安全クラス　クラス１

レーザ電源

1062nm/Ybファイバ

20 × 80mm

位置精度 ±25μm（補正後）/位置再現性±10μm（10分間）

1064nm/Nd：YAG
6W(Ave＠10kHz) 12W(Ave＠10kHz)

ー

1,295（W） × 855（D） × 1,550（H）、約800kg 1,295（W） × 1,200（D） × 1,550（H）、約820kg

突起部を含まず。
340(W) × 550(D) × 510(H)、約50kg

内部モニタ：約25～80倍、外部モニタ：約55～175倍（外部モニタはオプション）

10mΩ～40MΩ（10mΩ～1Ωはオプション）
1Ω以上～8Ω未満±0.3％、8Ω～40MΩ以下±（0.001/R + 0.01 + 0.0001*R）%

1Ω以上～8Ω未満±0.5％、8Ω～40MΩ以下±（0.001/R + 0.05 + 0.0001*R）%

H,L分離指定各96ch（96抵抗）

トラッキングトリミング専用

ストレートカット（ST）、Ｌカット（L）、リターンカット（ST,L）、リトレースカット（ST,L）

通常トリミング（カットデータ順にトリミング）、ディレイトリミング

X軸：リニアモータ、Y軸：ACサーボモータ

X軸：最大1,000mm/s、Y軸：100mm/s

低抵抗測定（10mΩ～1Ω）、超低抵抗用測定精度向上対応（10mΩ～250mΩ）
集塵装置、載物台、プローブカード、自動θ調整機構、外部モニタ光学系
プローブクリーニング、QRコードによるトリミングデータ読み込み、3マガジン対応

モニタ光学系（デジタルカメラ）

トリミング機能

カット形状

トリミング方法

トリミング仕様

※2

SL436SD-6C

※3

※1 加工集光径は加工範囲、エキスパンダ倍率によって異なります。加工集光径は設計値であり、実際の加工幅とは異なります。加工集光径を小さくする場合加工エリアが狭
くなる場合があります。　※2 デジタル倍率変更は、モニタ画面上のスクロールにて設定可能です。内部モニタソフト倍率1.0x≒総合倍率45倍（設計値）、外部モニタソフト
倍率1.0x≒総合倍率98倍（設計値）　※3 Rの単位（kΩ）　※4 エアーは常時供給が必要です。光学系のエアパージ用。
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※4エアー常時供給


